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Jazyk vysledku: CZE

Hlavni obor: BH, JB
Uplatnén: ANO
Poznamka: http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-04-10.html

Nazev vysledku cesky:

Polohovatelné zarizeni pro ohrev vzorkii pro méreni optickych a tepelnych viastnosti
povrchi

Nazev vysledku anglicky:

Positionable instrument for heating of samples for the measurement of optical and thermal
properties of surfaces

Abstrakt k vysledku ¢esky:

Popisuje se funkcni vzorek nového laboratorniho zarizeni, které slouzi soucasné K
vysokoteplotnimu ohievu a presnému polohovani vzorkii v riznych metodach méreni
optickych a tepelnych vlastnosti povrchu. Systém vyuziva k ohievu vzorkit specidlné
navrzenou blokovou pec, do niZ jsou vkladany mérené vzorky, jejichz ohrev probiha
soucasné. Pec je umistena na X-Y-Z polohovatelném mechanismu, ktery zabezpecuje
presné nastaveni polohy méreného povrchu do ohniska mériciho systému. Poloha ohniska
je vizualizovana kombinaci dvou laserovych diod. Casovy priibéh teplotniho pole
méreného vzorku je zaznamendvan termovizni kamerou ovladanou z Fidiciho pocitace.

Abstrakt k vysledku anglicky:

The function sample of new laboratory instrument serves for high-temperature heating and
precise positioning of samples for various methods of measurement of surface optical and
thermal properties. The system utilizes a special designed block furnace for parallel
heating of samples. The furnace is located on X-Y-Z positioning mechanism that makes
precise adjustment of measuring surface location into the focus of the measuring
instrument. The focus position is visualized by two laser diodes. The evolution of
temperature field of the measured sample is recorded by infrared camera controlled from
the PC. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/INTC-FV-04-10.html.

Klicova slova Cesky:

meéreni optickych vlastnosti povrchii, méreni tepelnych vlastnosti povlakii, termovizni
méreni

Klic¢ova slova anglicky:

measurement of optical properties of surfaces; measurement of thermal properties of
coatings; infrared camera measurement
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Vlastnik vysledku:

IC vlastnika vysledKku:

Stat:

Lokalizace:

Licence:

Licen¢ni poplatek:

Ekonomické parametry:

Technické parametry:

Kategorie nakladu:

Zapadoceska univerzita v Plzni

49777513

Ceskd republika

Zapadoceska univerzita v Plzni, Nové technologie
— Vyzkumné centrum v zapadoceském regionu

NE

NE

Vysledek je vyuzivan prijemcem Zapadoceska
univerzita v Plzni (ICO 49777513), ekonomické
parametry se neuvadi.

Vyrobené zarizeni umozZnuje ohrivat vzorky v
rozsahu teplot do 1200 st. C a mérit na nich
teplotni zavislosti spektralniho rozlozeni emisivity
povrchu. Vysledek je vyuzivan prijemcem
Zapadoceska univerzita v Plzni (ICO 49777513).

Vyse nakladi <=5 mil.



Popis funkéniho vzorku:

Funkcni vzorek noveho laboratorniho zarizeni, které slouzi soucasné k
vysokoteplotnimu ohievu a presnému polohovani vzorkii v riiznych metoddach
méreni optickych a tepelnych viastnosti povrchit byl vyvinut v ramci projektu
FR-T11/273. Systéem vyuziva k ohrevu vzorkii specidalné navrzenou blokovou pec,
do niz jsou vkladany meérené vzorky, jejichz ohiev probiha soucasné. Pec je
umisténa na X-Y-Z polohovatelném mechanismu, ktery zabezpecuje presné
nastaveni polohy mereného povrchu do ohniska meériciho systéemu. Poloha
ohniska je vizualizovana kombinaci dvou laserovych diod. Casovy priibéh
teplotniho pole mereného vzorku je zaznamenadvan termovizni kamerou
oviddanou z ridiciho pocitace. Funkcni vzorek umozZnuje ohiivat vzorky v
rozsahu teplot do 1200 °C a mérit na nich zejména teplotni zavislosti
spektralniho rozlozeni emisivity povrchu.




